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A tananyag

Oktatasi cél:
A hallgatok megismertetése a mikro- és nano-elektronikai, valamint a vonatkozo elektromechanikai

crey

felhasznalasi terileteivel.

Tematika:

Kristalytani és fizikai alapok. Bipolaris, unipolaris és foto-elektromos félvezetd eszk6zok.

Kristaly- és rétegnovesztési eljarasok, adalékolas, oxidacio, rétegeltavolito miiveletek, mintazat és
abrakialakitas a mikro- és a nano-tartomanyban.

MEMS és NEMS eszk6z6k, mikrofluidika.

Témakor: Ea. Ora

Kristalytani és fizikai alapok. Bipolaris, unipolaris és fotoelektromos félvezetd
eszkozok. L. S

Kristaly- ¢és rétegnovesztési eljarasok, adalékolas, oxidacio, rétegeltavolito

miiveletek, mintazat és abrakialakitas. 2 5
IC, MEMS és NEMS technoldgiai sorok 3 5
Laborgyakorlat: fotoelektromos-, termikus-, nyomas-, Hall-érzékeldk, pn-atmenetek, 4 5

valamint foto-detektorok vizsgalatai

Félévkozi kovetelmények
A tantervben eldirt el6adasok és laborgyakorlatok latogatasa kotelezo.

A pétlas médja: A vizsgaidészakbeli potlas az Obudai Egyetem tanulmanyi szabalyzata szerint (egy
potlasi lehet6ség a vizsgaidOszak elsd két hetében).

A félévkozi jegy kialakitasanak maddszere: -

A vizsga médja:
Irasbeli és szobeli.

Irodalom:

Kotelezo:

Az eldadasok vetitett anyagai, amelyek megtalalhatoak a vonatkoz6 Moodle oldalon.
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